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Obudowa czujnika pomiarowego
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Przedmiotem wvnalazku jest obudowa czujnika
pomiarowego. na przvklad elektrody do oznaczania pH
w procesie chemicznym lub biochemicznym. przebiegaja-
cym w zbiornikach reakcyjnych (reaktorach czy
fermentorach).

Znane sa obudowy do montowania elcktrod w reakto-
rach cisnieniowych lub o wysokim cisnieniu hydrostaty-
cznvim oraz wymagajaeych sterylizacjio w postaci krocea
£ odpowiednim uszczelnieniem.

Znane s3 rowniez obudowy, w ktorych wykorzystuje
sie ruch obrotowy rury wewngtrznej w stosunku do rury
zewnetrznej, powodujacy powstawanie lub brak prze-
$witu i umozliwiajacy w ten-sposob kontakt elektrody z
ciecza lub gazem.

Wadag urzadzen w postaci kroéca jest koniecznos¢ kaz-
dorazowego przerywania procesu dla wymiany czujnika
oraz brak mozliwosci sterylizacji czujnika bez potrzeby
demontazu. W obudowach, w ktdérych wykorzystuje sig
ruch obrotowy nalezy zapewni¢ staly kat obrotu oraz
zagwarantowaé skuteczne uszczelnienie obudowy i
elektrody. ,

Obudowa czujnika pomiarowego wedtug wynalazku
zbudowana jest z ruchomego elementu otaczajacego
trzpien elektrody najkorzystniej w ksztalcie rury. prze-
suwajacego si¢ wewnatrz i wzdluz korpusu obudowy.
Ruch posuwisty elementu ruchomego jest spowodowany
ruchem nakretki prowadzacej, umieszczonej na korpusie
obudowy. Zmiana ruchu obrotowego na posuwisty
" odbywa si¢ za posrednictwem wystgpOw znajdujagcych sig
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na nakretce prowadzace), umieszczonej na korpusie obu-
dowy oraz wstgpu na ruchomym elemencie. Element
ruchomy ma otwory umozliwiajace. po zakrgceniu
nakre¢tki na korpusie. kontakt czujnika z ciecza lub
gazem w zbiorniku reakcyjnym. Inne otwory zapewniaja,
po odpowiednim przemieszczeniu elementu ruchomego,
przemywanie czujnika. Zakonczenie ruchomego ele-
mentu stanowi z jednej strony nakrgtka mocujgca umoz-
liwiajaca wprowdzenie elektrody do obudowy,a zdrugiej
kolpak z kofinierzem, zwierajacy si¢, po odkrgceniu
nakretki prowadzacej, z koinierzem korpusu i tulei

.uszczelniajacej i odcimajacy wten sposob kontakt elek-

trody z cieczg lub gazem w reaktorze. Migdzy nakretka
mocujacg na ruchomym elementcie a trzonem elektrody
znajduje sie tulejka, podatna na $ciskanie w czasie obrotu
nakretki i zabezpieczajaca szczelno§é obudowy po umie-
szczeniu w reaktorze podczas pomiaréw. Przestrzen
pomigdzy ruchomym elementem i korpusem obudowy
uszczelniona jest dwoma tulejami wykonanymi najko-
rzystniej z tarflenu. Prowadnice znajdujgce si¢ w dolne;j
czesci korpusu zapobiegajg obrotowi ruchomego ele-
mentu.

Obudowa wedtug wynalazku nie wymaga przerywania
procesu dla wymiany czujnika, zapewnia mozliwos¢ che-
micznej sterylizacji czujnikdw malo odpornych na dziata-
nie temperatury na przyktad elektrod do pomiaru pH.
Umozliwia stosowanie elektrod o dowolnej diugosci.
Moze byé uzyta w zakresie temperatur od —40 do 250°C
oraz pod ci$nieniem do 5 atm.
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Obudowa czujnika pomiarowego zostata przedsta-
wiona w przykfadzie wykonania. w przekroju podiuznym
na rysunku.

Czujnik pomiarowy znajduje si¢ wewnatrz ruchomego
clementu 1 i jest umocowany przy pomocy narketki 4.
Dokrgeenie nakrgtki 4 powoduje Scisnigeie tulejki 14 i
rozparcic jej migdzy sciankg nakretki a trzonkiem clek-
trody przez co osigga si¢ uszczelnienie ukfadu w trukcie
pomiaru. Otwarcie obudowy w czasie pomiaru nastgpuje
po zakreceniu nakretki prowadzacej 2, ktéra wystepem
10 powoduje przesunigcie wystgpu 11 razem z ruchomym
elementem 1. Przesunigcie ruchomego elementu 1 kot-
pitka 13 powoduje przeswit otworéw 7ikontakt czujnika
z ciecza lub gazem w zbiorniku (reaktorze).

Otwory 8 na ruchomym elemencie 1 zostajy uszczel-
nione przy pomocy tulei 5. Zamknigcie obudowy na czas
wymiany czujnika pomiarowego dokonuje si¢ przez od-
kregcenie nakretki prowadzacej 2. ktéra wystgpem 9 po-
woduje przesunigcie wystepu 11 do zamknigcia kotnierza
kotpaka 13 z kotnierzem korpusu 3 i kotnierzem tulei §.
Scisnigcie kotnierzy kotpaka 13 i korpusu 3 oraz tulei §
powoduje zamknigcie przeswitu otwordw 7 i odciecie
cieczy lub gazu ze zbiornika.

Uszczelnienie powstaje na kotnierzu tulei 8, $cisnigtej
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kolnierzami kotpaka 13 i korpusu 3. Otwory 8 zostajg

przesunigte tak, ze mozna poprzez przewody 16 i 17
przemy¢é wngtrze ruchomego elementu 1, a tym samym
czujnik lub wyjalowi¢ go przed wprowadzeniem do
zbiornika reakcyjnego. Obrotowi ruchomego elementu 1
zapobiegaja prowadnice 12. Tuleje 5, 61 14 wykonane sg z
tarflenu. Obudowa jest zamocowana. do reaktora przy
pomocy kotnierza 18.

4

Zastrzezenia patentowe

1. Obudowa czujnika pomiarowego. znamienna tym, zc
jest wyposazona w ruchomy element (1) otaczajacy
trzpien elektrody najkorzystniej w ksztalcie rury, prze-
suwajacy sie wewnatrz i wzdtuz korpusu (3) pod wpty-
wem  ruchu obrotowego nakretki prowadzacej (2),
posiadajacy otwory (7) zapewniajgce po zakr¢ceniu
nakretki (2) kontakt elektrody z cieczg lub gazem, na
przyktad w zbiorniku reakcyjnym oraz otwory (8) umoz-
liwiajgce przemywanie czujnika poprzez przewody: odp-
rowadzajacy (16) i odprowadzajacy (17), czynnik
przemywajacy, zakonczony z jednej strony nakretka
mocujycy (4) umozliwiajgey wprowadzenie elektrody do
obudowy, a zdrugiej strony kotpuakiem (13) zkotnierzem,
zwierajgcym sig¢ 2 kotnierzem korpusu (3) i kolierzem
tulei (§) po odkrgceniu nakrgtki prowadzacej ). przy
czym pomi¢dzy ruchomym elementem (1), a korpusem
(3) znajdujg si¢ tuleje uszczelniajace (8.1 6). a uszczelnie-
nie mi¢gdzy nakrgtka (4) i trzonkiem elektrody zabezpie-
cza tulejka (14) podatna na $ciskanie w czasie obrotu
nakrgtki (4).

2. Obudowa wedtug zastrz. |, znamienna tym, ze ruch
obrotowy nakretki prowadzacej (2) jest przeksztatlcony w
ruch posuwisty ruchomego elementu (1) za posrednict-
wem wystepow (9 i 10) umieszczonych w nakrgtce (2) i
wystepu (11) znajdujacego si¢ na ruchomym elemencie
).

3. Obudowa wedtug zastrz. 2. znamienna tym, ze pro-
wadnice (12) zapobiegaja obrotowi ruchomego ¢lementu
). y

4. Obudowa wediug zastrz. 1. znamienna tym. ze tuleje
(51 6) oraz tuleja (14) wykonane sa 2 tartlenu.
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